Spektralisan szelektiv és viztaszito TiO,- és SiO,-szol-gel bevonatok fejlesztése szeles tiltott savu napelemek
védoburkolatara
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— Célkitlizés

A munka célja olyan multifunkcionalis, spektralisan szelektiv vékonyréteg-rendszerek fejlesztése széles tiltott savu napelemek véddivegeire, amelyek a kozeli infravoros (NIR) sugarzas intenzitasanak csokkentésével mérséklik a parazita abszorpcio okozta
energiaatalakitasi hatékonysag degradaciot, novelik a hasznosithato lathatd fény ateresztéseét, valamint kornyezeti ellenallosagot és vizlepergetd, ontisztulo fellletet biztositanak.

— Optimalis optikai paraméterek meghatarozasa —
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— Vékonyrétegek elGallitasa

Szol-gél eljaras

Martasos technika (,,dip-coating”)

Etanolos kozegben savkatalizalt

kontrollalt hidrolizis és
polikondenzacio:

* TiO,: Titan(IV)-butoxid

* cSiO,: Tetraetil-ortoszilikat
(TEOS)

* pSiO,: TEOS

* hSiO,: TEOS + Metiltrietoxiszilan " VAL V
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— Atomerd-mikroszkopia
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— UV-Vis transzmittancia spektrumok
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Vékonyréteg-optikai modellekkel meghatarozott optikai paraméterek
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— Fellleti nedvesithetdség: Vizperemszog értékek

 mina | 0,() | 0() | H() | O ()

/7811
/782
792
604
571
52+%5

9t1 33+1
/%1 81+2
61 82+2
812 64 £ 3
7%2 61+%2
9Ot2 564

— Ellipszometriai porozimetria
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— Pasztazo elektronmikroszkopia
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— Osszefoglalas

Spektralisan szelektiv, tobbrétegl vekonyréteg-rendszer elballitasa a
szimulacioval meghatarozott optimalis szerkezet modositasaval. A
rétegképzés soran a kihuzasi sebesség korlatozd hatasanak
cikisz6bolése: a kétszeri martassal bevont mintak optikailag
nomogenek. A mintak — az alacsony peremszdg hiszterézisnek
k6szonhetben — viztaszito tulajdonsagot mutatnak, homogeén felllettel
rendelkeznek.

~ KOoszonetnyilvanitas

A szerz6k kdszonetuket fejezik ki a Semilab Félvezetd Fizikai Laboratorium Zrt.-nek, amiért lehetdvé tette a spektroszkdpiai ellipszometriai és ellipszometriai porozimetriai mérések elvégzéset. Koszonjlik Kovacs Leventének az optikai modellek programozasaban nyujtott segitséget.
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